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摘要(译)

电容微机械超声换能器包括：硅衬底 在硅衬底上形成的绝缘膜 102 / b>
下电极 103 ;绝缘膜 104 和 106; 空腔 105 由在绝缘膜的一部分中形成的
空隙构成; 上电极 107; 绝缘膜 108 和 114; 和保护膜 109。此外，绝缘
膜 106，上电极 107，绝缘膜 108 和绝缘膜 114 在腔体上方 105 配置振
动膜 110，并将振动膜 110 上方的保护膜 109 定期分成多个隔离图案布
置有间隙 115 ，其间形成恒定的间隔。
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